





























































































た電子ビーム直接描画法によって作製に成功している O この作製法は今後 このような光集積回路デバ
イスの作製法として広く利用されるべきものである O
以上のように，本論文は，光集積回路技術の応用として高密度光情報読取りデバイスの光集積回路化
を取り上げ，その可能性を理論的，実験的に検討した多くの成果をまとめたものであるO これらの成果
は，電子工学およびその関連分野において寄与するところが大である O よって博士論文として価値ある
ものと認める O
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